Luonnontieteiden ja metsatieteiden § 8 15.05.2019
tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

MSc Rizwan Alin fysiikan alan vaitéskirjan arvosteleminen

Esitys:

Paatos:

Ita-Suomen yliopiston johtosaanndn 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtavana on arvostella vaitéskirjat. Luonnontieteiden ja metsatieteiden tiedekunnan
tutkintoja ja opintoja koskevien pysyvadismaardaysten 16.5.2017

18 §:n mukaan vaitdskirjat arvostellaan arvoasteikolla hyvaksytty-kiittden
hyvaksytty.

MSc Rizwan Alin vaitdskirjaksi tarkoittama tutkimus Fabrication of Thin Films and
Optical Nanostructures by Atomic Layer Deposition on tarkastettu julkisesti
26.4.2019. Vastavaittaja, Senior Scientist, Dr Toralf Scharf (Nanophotonics and
Metrology Laboratory, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne,
Sveitsi) puoltaa vaitéskirjan hyvaksymista opinnaytteena filosofian tohtorin tutkintoa
varten ja esittda arvosanaksi hyvaksytty.

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen vaitéskirjan arvostelua tekijalle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastavaittajan lausunnosta. Vaittelijalla ei ole huomautettavaa vastavaittajan
lausunnosta, joka on asiakohdan liitteena.

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijasenisen hallintoelimen jasenet tai varajasenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtavaan.

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee MSc Rizwan
Alin vaitéskirjan arvosanalla hyvaksytty.

Esityksen mukainen.
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